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Пироэлектрический ускоритель позволяет осуществлять генерацию потока электронов в довольно узком диапазоне энергии (например, от 70 до 100 кэВ), который сходится на определенном расстоянии от поверхности пироэлектрического кристалла, при изменении его температуры в вакууме. Использование мишени с отверстием позволяет коллимировать поток электронов и вырезать из него компоненту с определенной энергией.
Однако, вторичная электронная эмиссия как с поверхности мишени-коллиматора, так и поверхности стенок вакуумной камеры оказывает сильное влияние на динамику электронного потока, может ограничивать рост энергии электронов, вызывать лавинные процессы в пространстве между кристаллом и мишенью. В докладе обсуждаются вышеперечисленные процессы, которые были исследованы экспериментально и при помощи компьютерного моделирования.
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